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Cette méthode d'essais mécaniques et climatiques, relative aux chocs, est le résultat de la
réécriture compléte de I'essai contenu dans l'article 4 du chapitre 2 de la CEI 60749.

Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A
cette date, la publication sera

* reconduite;

. sup

primée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

Le contenu du corrigendum d’aolt 2003 a été pris en considération dans cet exemplaire.
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This mechanical and climatic test method, as it relates to mechanical shock, is a complete

rewrite

of the test contained in clause 4, chapter 2 of IEC 60749.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or
+ amended.

The contents of the corrigendum of August 2003 have been included in this copy.
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Partie 10: Chocs mécaniques

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEI 60749 décrit un essai aux chocs destiné a déterminer la bonne
adaptation des éléments des composants a une utilisation dans des équipements électroniques
qui pelivent étre soumis a des chocs d'une sévérité modérée a la suite de I'application
soudaine de forces ou de brusques modifications de déplacements au cours de manipililations
brutalep, du transport ou du fonctionnement sur le terrain. Des chocs de cectype peuvent
perturbler les caractéristiques de fonctionnement, en particulier si les impulsians.de chpc sont
répétitives. Il s’agit d’'un essai destructif. Il est normalement applicable aux boftiers dg type a
cavité interne.

Cet esgai aux chocs est, en général, conforme a la CEl 60068-2-27, mais en raison d'exijgences
spécifiques aux semiconducteurs, les articles de la présente norme js'appliquent.

2 Références normatives

Les dqcuments de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
documeént. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non dajées, la derniére édition du document de réference s'applique (y compris les éventuels
amendéments).

CEIl 60068-2-27:1987, Essais d'environnément — Deuxieme partie: Essais — Essal Ea et
guide: Chocs

3 Appareillage d’essai

La mac¢hine d’essai auxschocs doit étre capable de fournir des impulsions de chpcs de
5000 m/s2 et 15 000.m/s? (créte) avec une durée d’impulsion comprise entre 0,9 ms et
1,0 ms|appliquée au corps du dispositif. L'impulsion d’accélération telle qu’elle est détgrminée
a partin de la sortie-hon filtrée d’'un transducteur, avec une fréquence naturelle supéri¢ure ou
égale & cinq fois{la fréquence de I'impulsion de choc a établir, doit avoir une form¢ semi-
sinusoidale avee une distorsion admissible inférieure a +20 % de l'accélération de créte
spécifige. lta,durée de I'impulsion doit étre mesurée entre les points a 10 % de I'accé|ération
de crétp.pendant le temps de montée et 10 % de I'accélération de créte pendant le temps de
descente- SFaRee e Se—eH f By Sgales—a % de la
durée spécifiée.

4 Procédure

La machine d’essai aux chocs doit é&tre montée sur une table de laboratoire robuste ou sur un
support équivalent et mise a niveau avant utilisation. Le dispositif doit &tre monté de maniére
rigide ou étre retenu par son boiltier avec une protection appropriée des connexions. Des
moyens pour empécher la répétition du choc par "retour" dans I'appareillage peuvent étre
prévus. Sauf spécification contraire, le dispositif doit étre soumis a cing chocs du niveau de
créte (g) spécifié dans la condition d’essai choisie et pendant la durée d’impulsion spécifiée
dans chaque orientation X, X,, Yy, Y,, Z; et Z,. Une orientation exigée (Y,) doit étre définie
comme celle dans laquelle le ou les éléments internes tendent a étre détachés de leur
support. Sauf spécification contraire, la condition B doit s’appliquer.
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This part of IEC 60749 describes a shock test intended to determine the suitability of
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eral, this mechanical shock test is in conformity with IEC 6006852-27 but,
requirements of semiconductors, the clauses of this standard apply.
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D68-2-27:1987, Environmental testing. Part2) Tests — Test Ea and guidance: SH
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ock testing apparatus shall be~capable of providing shock pulses of 5000 m
m/s2 (peak) with a pulse .duration between 0,5 ms and 1,0 ms to the bodyj
The acceleration pulse as determined from the unfiltered output of a transdug
frequency greater than or equal to five times the frequency of the shock puls

b of the peak acceleration during rise time and 10 % of the peak acceleration

bcedure

beK. testing apparatus shall be mounted on a sturdy laboratory table or equivale
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suitable protection for the leads. Means may be provided to prevent the shock from being
repeated due to "bounce" in the apparatus. Unless otherwise specified, the device shall be
subject to five shock pulses of the peak level (g) specified in the selected test condition and
for the pulse duration specified in each of the orientations X,, X,, Y4, Y5, Z;, and Z,. One
required orientation (Y;) shall be defined as that one in which the internal element(s) tends to

be rem

oved from its mount. Unless otherwise specified, test condition B shall apply.
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Tableau 1 — Conditions d'essai

Condition d’essai Niveau d’accélération (créte) Durée d’impulsion
m/s® ms
A 5000 1,0£0,1
15 000 0,5+0,1

4.1 Mesures d'essai

‘essais

Un dispositif doit étre défini comme défectueux si I’herméticité ne peut pas étre proyvée, si
les limites des paramétres sont dépassées ou si le fonctionnement ne peutpas étre d§montré
dans |lgs conditions spécifiées dans le document d'approvisionnement-applicable. Les fissures
mécaniques, les éclats ou les cassures du boitier sont considérés'‘Comme des défaufs sous
réservg qu’ils ne soient pas dus a la fixation ou aux manipulations.

5 Résumé

Les in1|ormations suivantes doivent étre spécifiées. dans le document d'approvisionhement
applicaple:

a) Corndition d’essai, si différente de la condition’d’essai B (voir tableau 1).
b) Megures électriques (voir 4.1).

c) Taille de I’échantillon et nombre de specimens acceptés.

d) Tadx de fuite pour ’herméticité (Sicapplicable) (voir 4.1).
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